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１. はじめに 
高専は中学卒業後の生徒を受入れ 5 年間の工

学教育をおこない実践的技術者として産業界

で活躍できる人材を輩出してきた。また、3 年

次から海外（主にアジア）の留学生、4 年次か

ら高校卒業生を若干名受入れている。近年では

高専卒業後更に 2 年間の専攻科過程が設置され、

修了後は大卒と同様の工学士が取得できる。鶴

岡高専では 4 年次後期から卒業研究に取り組む。

各教員が様々な分野の研究課題を与えて教

育・研究をおこなっている。卒業研究、専攻科

研究の課題の多くは産業界で応用可能なもの、

科学技術の基盤となるものである。 
放電プラズマは光源、材料加工・表面処理、

LSI 等の電子デバイス作製、環境、医療、農業

等で利用されており、高専生がプラズマに関し

て学び、プラズマを身近に感じる事は卒業後の

進路に於いても役立つ。鶴岡高専『プラズマ応

用研究室』では、高周波（RF）やパルス高電圧

を用いた大気圧マイクロプラズマ（APμP）生

成・制御と、その薄膜作製、材料処理、水処理

への応用を卒業研究、専攻科研究として学生の

教育・研究を行ってきた。また、中学生一日体

験学習テーマとしても実施している。本講演で

は、これまでの研究課題の一部を報告する。 
 
２. APμP 応用の卒業研究テーマ 
2-1. マイクロ流路の高機能化 
大気圧プラズマによる汚れ（有機物）除去や

ポリマー表面の親水化処理は製造現場でのニ

ーズが高い。我々は内径 1 mm 以下のチューブ

やマイクロ流路内壁処理に APμP を応用する研

究に取組んできた。例えば、細い PTFE チュー

ブ内壁のクリーニング及び親水化処理[1]、チュ

ーブ内壁の SiO2成膜（図 1）[2]、石英管やガラ

ス製マイクロ流路チップ内の TiO2 成膜[3]、プ

ラスチック製マイクロ流路チップ内の親水化

処理[4]等である。本研究を通して、RF 整合の

原理、各種ガスの取扱い、Si、Ti のアルコキシ

ドのプラズマ分解反応の理解、SEM や XPS に

よる評価方法等を学ぶ。卒業研究、専攻科研究

の一部は学術誌に掲載された（下線：学生）。 
 
2-2. 注射針電極による APμP ジェット局所処理 

外径 0.9 mm以下の注射針電極にRF印加して

大気中に Ar プラズマジェットを生成して、φ

100 μm の Cu ワイヤーの絶縁被膜（PAI）剥離

[5]や、有機膜の局所エッチングに応用した。Cu
ワイヤーのPAI剥離は地元企業のニーズに対応

して実施した。本 APμP ジェットを用いて図 2
に示すペン型プラズマ源を試作して中学生一

日体験学習テーマ『プラズマ・ペンで文字を書

いてみよう』を実施している。これは、スライ

ドガラスに塗布した油性インクを APμP ジェッ

トで剥離するもので、１例を図 3 に示す。また、

CH4を原料に硬質 a-C薄膜の局所CVD合成にも

取組んでいる。 
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図1 PTFEチューブ内壁のAPμP-CVDによるSiO2 成膜 

 
図2 ペン型プラズマ源   図3 プラズマによる印字 
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